Nachrustsatz zur nichtinvasiven Druck-
messung an Prozessrohren (NivLer)

Zur nichtinvasiven Druckmessung in Prozessrohren
ist der Nachrustsatz in Form einer sensitiven Man-
schette mit integrierten Drucksensorsystem zu
verwenden. Das integrierte Drucksensorsystem ist
auf Basis von 500x500 um groBen siliziumbasierten
Dehnungssensoren realisiert und mittels mikro-
technischen Fligeverfahren auf den sensitiven
Rohrmanschettenbereich aufgebracht. Durch die
direkte Ankopplung werden die exakten Dehnung-
sanderungen des Prozessrohres detektiert.

EIGENSCHAFTEN

* Nicht invasive Druckmessung in Rohren oder
Druckbehaltern ohne Medienkontakt

* Nachtragliche Installation an die Prozessrohre
(Freimontage, Aufwandmontage)

+ Je nach Anwendung verschiedene Geometrie-
grofen-/formen moglich

« Leichter Einbau, aber dafiir leichte Abstriche in
der Genauigkeit

* Messgenauigkeit ca. 1% - 3% vom Messbereich (4
bis 300 bar)

* Moglichkeit zur Temperaturkompensation des
Rohsignals

Gefdrdert durch:

* Bundesministerium
fiir Wirtschaft
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses
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Die beschriebenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden im
Forschungsprojekt ,,Nachriistsatz zur nichtinvasiven Druckmessung
(NivLer)“ durch das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz

(BMWK) gefordert.
FKZ: 49MF220174

Dehnungsbasierte nichtinvasive Ansatze zum
Messen des Drucks in Rohrleitungssystemen wecken
aufgrund ihres Komforts und der zerstorungsfreien
Montage ein groBes Interesse im industriellen
Anlagenbereich. Anwendungen sind bei Prozess-
rohren in Anlagen zur Erfassung, Digitalisierung,
Speicherung, Auswertung von ZustandsgroBen
geplant. Dadurch ergeben sich Aussagen zu
Materialanderungen, VerschleiB-mechanismen,
Wartungen, Energieverbrauchen unter Betriebs-
zustanden oder Reaktionen auf aufere Einfluss-
faktoren.
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